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eine optimale Ableitung der durch hohe elekirische
Verlustleistung bedingten W#rme auszeichnen und
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Elektronenstrahlauffanger fiir Laufzeitréhren.

Die Erfindung bezieht sich auf einen Elektro-
nenstrahlauffinger gem#B dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.

Aus der DE-PS 24 49 890 ist ein Mehrstufen-
Kollektor fiir LaufzeitrShren, insbesondere Wander-
feldréhren bekannt, mit mehreren den Elekironen-
strahl umgebenden Auffangelekiroden, die durch
Isolierkdrper (Distanzstiicke) voneinander beab-
standet sind, welche mit den von ihnen beabstan-
deten Auffangelektroden in fester Verbindung ste-
hen, wobei diese Elekiroden jeweils von einer Man-
schette mit einer im Vergleich zu den Elekiroden
kleinen Wérmeausdehnung umspannt sind, derart,
daf die radiale Warmeausdehnung der mit den
Elektroden verbundenen Distanzstlicke angepaBt
ist. Dabei sind alle Teile des Elektronensirah-
lauffingers an ihren Beriihrungsflichen miteinan-
der veriGtet.

Zudem ist aus der DE-PS 15 64 628 ein
Auffanger fir Ladungstrdger elekirischer Entla-
dungsgefdfe bekannt, der im wesentlichen aus
Kohile besteht und sinstufig ausgebildet ist. Der
den aktiven Teil des Auffingers bildende Koh-
lekdrper ist in eine Metallumhiillung so eingesetzt,
daB der {Iberwiegende Teil des eingesetzien Koh-
lekdrpers einen geringen Abstand von der Metal-
lumhiillung besitzt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein-
en Mehrstufen-Kollekior zu schaffen, der sich bei
einwandfreier elekirischer Isolation der Auifangelek-
troden und mechanischer Robustheit durch eine
optimale Abieitung der durch hohe elekirische Ver-
lustleistung bedingten Warme auszeichnet und der
insbesondere relativ einfach herstellbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdg durch
einen Elektronenstrahlauffinger mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen bzw. Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand
zusétzlicher Ansprliche.

Die mit der Erfindung erzielten Vorieile beste-
hen insbesondere darin, daB statt der bisherigen
aufwendigen L&ttechnik bei Zusammenbau der Ein-
2elteile des Elekironenstrahlauffidngers nunmehr
eine einfache Klemmiechnik angewendet wird.
Hierdurch werden aufwendige Metallisierungen von
zu verldtenden Metall-Keramikieilen vermieden.
Zudem kdnnen die beim Veriten aufiretenden Un-
sicherheiten hinsichtlich exakter Verbindungen der
Einzelteile nicht erst auftreten. Durch die mittels
des Aufschrumpfens bewirkten innigen Verbindun-
gen von Metall-und Isolierieilen sowie durch die
Auswahim&glichkeit besonders gut wirmeleitender
Isolierstoffe fur die Isolierteile wird eine optimale
Wirmeableitung der an den Auffangelekiroden auf-
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tretenden Verlustwdrme erreicht. Darliber hinaus
treten gegeniiber bekannten Elekironenstrah-
lauffangern keine Isolationsprobleme hinsichtlich
der elekirischen Durchschlagsfestigkeit zwischen
den Auffangelektroden sowie zwischen diesen und
der AuBen-oder Vakuumhillle auf.

Ein bevorzugtes Ausfilhrungsbeipsiel der Erfin-
dung ist in den Figuren der Zeichnung dargestellt
und wird im folgenden n#her beschrieben. Es zei-
gen:

Fig. 1 einen erfindungsgemifen Elekironen-
strahlaufféinger schematisch in Schnitt und

Fig. 2 das Ausflhrungsbeispiel der Fig. 1 im
Schnitt 1I-1.

Der in den Figuren 1 und 2 dargestellte Elek-
tronenstrahlauffinger ist als Zweistufen-Koliekior
ausgebildet und besteht im wesentlichen aus zwei
in Richtung der Elektronenstrahlachse in Abstand
hintereinander angeordneten hohlzylindrischen Aui-
fangelektroden 1, 2. Die erste Auffangeiekirode 1
weist eine Elekironenstrahleintrittséffnung auf, und
die zweite Auffangelekirode ist als Aufféngerboden
ausgebildet. Der Boden ist dabei zum Verhindern
eines ElekironenrlickilieBens trichterférmig zuge-
spitzt. Zwischen den beiden Auffangelektroden 1, 2
und der metallischen AuBen-oder Vakuumhiille 3
sind mehrere in axialer Richtung verlaufende Iso-
lierteile 4 angeordnet. In diesem
Ausfiihrungsbeispiel sind die langlichen Isolierteile
4 zwei Halbschalen. Als Isolierteile 4 k&nnen aber
vorteilhaft auch Segmente oder Stdbe verwendet
werden. Auch sine anderen Formgebung ist flr die
l@nglichen Isolierteile 4 mdglich. Die lénglichen Iso-
lierteile 4, in diesem Fall die beiden Halbschalen,
bestehen vorzugsweise aus Bornitrid, Aluminiumo-
xid, Berylliumoxid oder Aluminiumnitrid. Auch an-
dere Isoliermaterialien mit dhnlich ginstigen Eigen-
schaften, insbesondere hoher Wiarmeleitfihigkeit,
sind verwendbar. Die Auffangelekiroden 1, 2 und
die AuBen-oder Vakuumhiille 3 bestehen vorzugs-
weise aus Kupfer. Die Auffangelekiroden 1, 2
und/oder die AuBen-und Vakuumhiile 3 kdnnen
jedoch statt aus Kupfer aus Molybd&n oder aus
dhnlichen Metallen bzw. Legierungen bestehen. Die
metallische AuBen-oder Vakuumhiille 3 ist auf die
ldnglichen lIsolierteile 4 aufgeschrumpft, und zwar
derart, daB die idnglichen Isolierteile (Halbschalen)
4 an die Auffangelekiroden 1, 2 und die metallische
Aufen-oder Vakuumhiiile 3 angepreft sind.

Das Aufschrumpfen wird zweckmigBig folgen-
dermafen vorgenommen: Zun#chst werden die
langlichen lIsolierteile 4, in diesem Beispiel die bei-
den Halbschalen an den voneinander beabstande-
ten Auffangelekiroden 1, 2 gehaltert. Das kann bei-
spielsweise mitiels Klemmen z.B. aus Molybd&n
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geschehen. Vorteilhaft ist es dabei, Auffangelekiro-
den 1, 2 zu verwenden, die jeweils mindestens
eine Auskragung 5 aufweisen, wobsei die ldnglichen
Isolierteile 4, hier die beiden Halbschalen, jeweils
mit entsprechenden Innennuten 6 versehen sind,
so daB die Teile zusammensteckbar sind, und zwar
unter Einhaliung der vorgegebenen Bemessungen.
Es kann jedoch auch zweckmiBig sein, die Fixie-
rung statt durch Auskragungen und entsprechende
Innennuten in den zusammenzufligenden Teilen,
mittels Stiften, Kerben, Stufen oder dergleichen
vorzunehmen. AnschlieBend werden die Auffange-
lekiroden 1, 2 mit den l&nglichen Isolierteilen 4 in
die zuvor auf eine Temperatur von ca. 500°C bis
800°C beispielsweise’ durch Quarziampen in einem
Ofen erhitzte metallische AuBen-oder Vakuumhdiille
3 weingeschoben. Dann wird die AuBen-oder
Vakuumhiille 3 wieder abgeklhli und schrumpft
wéhrend diese Vorganges auf die Isolierteile 4 auf,
so daB die geforderie mechanisch robuste Verbin-
dung zwischen den Auffangelekiroden 1 und 2, den
langlichen lIsolierteilen 4 und der AuBen-oder
Vakuumbhiille entsteht.

Anspriiche

1. Elektronenstrahlauffinger fiir LaufzeitrGhren,
insbesondere Mehrstufen-Kollektor fiir Wander-
feldr8hren, mit mehreren den Elektronenstrahl um-
gebenden, in Richtung der Elekironenstrahlachse
hintereinander angeordneten Auffangelekiroden, die
elektrisch voneinander isoliert von einer metalli-
schen AuBenhille umgeben sind, dadurch ge-
kennzeichnet, daB zwischen den Auffangelekiro-
den (1, 2) und der metallischen AuBen-oder
Vakuumhiille (3) mehrere in axialer Richtung ver-
laufende léngliche Isolierteile (4) angeordnet sind,
und daB die metallische AuBen-oder Vakuumhiille
(3) auf die l&nglichen Isolierteile (4) aufgeschrumpft
ist, derart, daB die langlichen Isolierteile (4) an die
Auffangelektroden (1, 2) und die metaliische
AuBen-oder Vakuumbhiille (3) angepreft sind.

2. Elektronenstrahlauffdnger nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB die langlichen Iso-
lierteile (4) Halbschalen, Segmente oder St3be
sind.

3. Elektronensirahlauffinger nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dag die
langlichen Isolierteile (4) aus Borniirid, Aluminiumo-
xid, Berylliumoxid oder Aluminiumniirid bestehen.

4. Elekironenstrahlauffinger nach einem der
Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dag
die Auffangelektroden (1, 2) und die metallische
AuBen-oder Vakuumhlille (3) aus Kupfer bestehen.

5. Elektronenstrahlauffinger nach einem der
Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, das
die Auffangelekiroden (1, 2) jeweils mindestens

10

15

20

25

30

35

45

50

55

eine Auskragung (5) und die Idnglichen Isolierteile
(4) jeweils entsprechende Innennuten (6) aufwei-
sen.

6. Verfahren zum Herstellen eines Elekironen-
strahlauffdngers nach einem der Anspriche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daf die l&nglichen
Isclierteile (4) an den voneinander beabstandeten
Auffangeelekiroden (1, 2) gehaltert werden, daf die
Auffangelekiroden (1, 2) mit den langlichen Isolier-
teilen (4) in die zuvor auf eine Temperatur von ca.
700°C bis 800°C erhitzte metallische AuBen-oder
Vakuumhiille (3) eingeschoben werden und daB die
Aufen-oder Vakuumhiille (3) anschiieBend ab-
geklhlt und somit auf die Isolierteile (4) aufge-
schrumpft wird.
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